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１．概要（Summary） 

東京大学・天文学教育研究センターとの共同研究の一

環として、遠方銀河の赤外分光器に搭載するマイクロシャ

ッタアレイを MEMS 技術により構成した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
UV オゾンクリーナー(SAMCO UV-1) 
【実験方法】 

貼り合わせシリコン基板の両面を RIE 加工して、Fig. 1
に示すような印加電圧の静電引力で開閉可能なマイクロ

シャッタアレイを製作した。シャッタ寸法は幅 0.1 mm、長

さ 1 mm 程度であり、幅 1 µm 程度の極めて細いネジリバ

ネ形状のサスペンションで保持した構造を製作した。製作

歩留まりを確保するため、製作途中の構造を一時的にポ

リマー材料で固定する。最終工程でこのポリマー材料を

除去するために、オゾンクリーナーを使用した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
シャッタ構造のレイヤー構成として、上部に迷光を防ぐ

ための金属メッキによるひさし構造を設け、下部にはシリコ

ン基板の裏側から形成した貫通孔を製作した。これにより、

ひさし、シャッタ、基板の３極を静電駆動に利用可能とな

った。また、シャッタとひさし構造は、アレイ中でそれぞれ

直交するように電気的に接続しており、電圧印加のシーケ

ンスを適宜設定することで、Fig. 2 に示すように任意箇所

のシャッタを開閉可能にした。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
東京大学微細加工拠点のスタッフにはいつも丁寧な技

術支援を頂いており感謝申し上げる。本研究は天文学教

育研究センターとの学内共同研究として実施した。 

 

 
Fig. 1 Electrostatic structure of micro shutter  

 

Fig. 2 Arbitrary addressing of shutter array 
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